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Finalita: Microlavorazione di materiali trasparenti, quali vetri, polimeri, quarzo,
zaffiro, semiconduttori e diamante, mediante laser impulsati al femtosecondo e
picosecondo, per la generazione di micro e nanostrutture localizzate nel bulk del
materiale, oppure microstrutture superficiali. Esempi di applicazioni: microfluidica,

fotonica, microelettronica e quantum sensing.

Localizzazione: c/o Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (DISAT), Via

Valleggio 11, Como.

Organizzazione: La facility unisce gruppi di ricerca con competenze in fisica dei laser, ottica nonlineare e
quantistica, e sfrutta le sorgenti laser ultraveloci (Laser a Titanio in zaffiro Trident della Amplitude, e Laser a
Itterbio Pharos della Light Conversion) disponibili presso i laboratori UNO (Ultrafast Nonlinear Optics) e il
laboratorio di Ottica Quantistica. Il set-up di microlavorazione consiste in lenti, specchi, telescopi, spatial light
modulator (SLM), e obiettivi da microscopio per il beam shaping, I'indirizzamento e la focalizzazione del fascio
sul campione, nonché nella piattaforma dell’Altechna Ltd. dotata di una struttura con supporto e movimentazione
3D per i campioni, motorizzata e comandata via software. A questo si aggiunge un sistema di imaging del campione
per osservare gli effetti dell'interazione con il laser in tempo reale.

La caratterizzazione dei campioni subito dopo la microlavorazione viene effettuata mediante microscopia ottica ad

alta risoluzione (Microscopio ottico della Nikon).

Collegamento con le Piattaforme Tecnologiche del CRIETT e le Piattaforme Scientifiche di Ateneo:

Le attivita della facility sono integrate all’interno della Piattaforma Scientifica di Ateneo “Tecnologie per Energia,
Salute, Ambiente”. Tra le risorse in dotazione alla facility figurano la sorgente impulsata a fs Pharos, inventariata
CRIETT (Piattatorma di caratterizzazione della materia, strtumento MAC27) e la sorgente impulsata a fs Trident

(Piattaforma di caratterizzazione della materia, MAC25).
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e A) Facility di Microlavorazione laser

LASER amplificato ultraveloce (Trident, Amplitude)
Sorgente Laser a Titanio in Zaffiro, a impulsi ultracorti, rep. Rate 20Hz, 800 nm, 38 fs, stretchable
up fino a 15 ps, Energia 12 m] per pulse

LASER amplificato ultraveloce (Pharos, Light Conversion)
Sorgente Laser a Itterbio, a impulsi ultracorti, 1030 nm, 190 fs, rep. Rate 200 KhZ-1 Mhz, Potenza
media del fascio fondamentale 26 W nell’intervallo 3-200 KHz.
Energia del singolo impulso 22 m] a qualsiasi rep. rate <3 KHz

Piattaforma motorizzata di movimentazione in 3D per microlavorazione
Consente il posizionamento e la traslazione del campione in 3D con risoluzione di
1 pmetro, durante la microlavorazione laser

Spatial Light Modulator (SLM, Holoeye)
Modulatore spaziale di fase e ampiezza per beam shaping del fascio laser

Microscopio ottico (Nikon)
Microscopio ottico ad alta risoluzione, e anche contrasto di fase, per caratterizzazione ottica dei
materiali dopo microlavorazione laser




